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TANTARGY ADATLAP ES TANTARGYKOVETELMENYEK
Mikrotechnika

1. kod Szemesz- Kovetelmény Kredit Nyelv Targyfélév
ter
BMEGEMIMM33 3. 3+0+0 v 4 magyar 1/1
2. A tantargyfelelés személy és tanszék:
Név: Beosztas: Tanszék, Int.:
Dr. Samu Krisztian egyetemi docens Mechatronika. Optika és Gé-

pészeti Informatika Tanszék

3. A tantargy eléaddja:

Név: Beosztas: Tanszék, Int.:

Dr. Halmai Attila egyetemi tanar Mechatronika. Optika és Gé-
pészeti Informatika Tanszék

4. A tantargy az alabbi témakorok ismeretére épit:

A szilardsagtan, dinamika és rezgéstan alapvetd ismeretei. Anyagszerkezettan, fémes és poli-
mer anyagismeret. Alapvetd elektrotechnikai és elektromechanikai ismeretek. Kémiai és
atomfizikai alapismeretek.

5. Kotelezo/ajanlott el6tanulmanyi rend:

Azon tantargyak, amelyek az el6z6 pontban felsorolt ismeretkoroket tartalmazzak, targycime-
ket nem adunk meg.

6. A tantargy célkitiizése:

Megismertetni a hallgatokkal azokat a mikromechanikai struktirakat, amelyeket az jellemez,
hogy olyan feladatokat képesek megoldani, amelyeket nagy méretii, makroszkopikus szerke-
zetekkel nem lehet megoldani. A targy keretében megismerik a hallgatok a legfontosabb tech-
noldgidkat, és az ezekkel elérhetd konstrukcios lehetdségeket. Fontos szempont a rendszerré
szervezés, a mikromechanikdhoz kapcsolodo elektronikus aramkordk, szenzorok és
aktuatorok alapveté szintii ismerete és az ezzel 6sszefliggd technologiak ismerete is.

7. A tantargy részletes tematikaja:

1.hét  Bevezetés. A kis méretek hatasa, példak bemutatasa. Elméleti alapok.

2 hét A mikroelektromechanikai rendszereknél hasznalatos effektusok attekintése és

' jellemzdi.

A mikroelektromechanikai rendszereknél hasznalatos anyagok és anyagtulajdon-
sadgok attekintése.

4.hét A szilicium egykristaly eléallitasa, az ehhez sziikséges technologidk attekintése.
5.hét A CVD és PVD technologidk.

6. hét  Litografiai eljarasok.

7.hét  Kémiai maratasi eljarasok.

3. hét



8. hét  Fizikai maratdsi eljarasok.

9.hét  Dotélasi eljarasok (diffuzio, ionimplantacio).

10. hét Rontgen litografia (LIGA-technika).

11. hét A mikrorendszerekhez csatlakozo elektronikai technologidk bemutatéasa.
12. hét Furatszerelt aramkori elemek és technologiak.

13. hét Feliiletszerelt aramkori elemek és technologidk.

14. hét A mikrorendszerek integralasa, rendszerintegracio.

8. A tantargy oktatasanak médja: P¢ldakkal illusztralt eladas.

9. Kovetelmények

a. A szorgalmi idészakban:
e Részt kell venni a targy el6adésainak legalabb 70%-an;

Ervénytelen a féléve annak a hallgatonak, aki
e hianyzott a targy ordinak tobb, mint 30%-arol.
b. A vizsgaidészakban:
A hallgatonak szobeli vizsgan kell bizonyitania, hogy a targy legfontosabb ismereteit
elsajatitotta. A vizsga anyaga megegyezik az eléadasok anyagaval.

10. Konzultacio6s lehetéségek

VizsgaidGszakban az elére megbeszélt helyen és id6ben a targy eléadoja fakultativ kon-
zultaciot tart.

11. Jegyzet, tankonyv, felhasznalhato irodalom:

Gerlach-Détzel: Grundlagen der Mikrosystemtechnik, Hanser 1997.
Briick-Rizvi-Schmidt: Angewandte Mikrotechnik, Hanser 2001.

Gardner, Varadan, Awadelkarim: Microsensors, MEMS and Smart Devices. Wiley, 2002.
Halmai A.: Mikrotechnika eléadasvazlat.

Ripka G. Hajdu L.: Feliiletszerelés. Bp. MK.

12. A tantargy elvégzéséhez sziikséges tanulmanyi munka:
Az el6adasok kovetéséhez, késziiléshez heti 4 6ra 6nallo munka sziikséges.

13. A tantargy tematikajat kidolgozta:

Név: Beosztas: Tanszék, Int.:
Dr. Halmai Attila egyetemi tanar Mechatronika. Optika és Gé-
pészeti Informatika Tanszék



